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Senzor de gaze toxice pe baza peliculelor subtiri de semiconductori, care contine un substrat, pe care este crescut un
film izolator, pe care sunt depusi electrozi metalici la o distanta de 10...500 pm, si un strat sensibil la gaze, executat
din material calcogenic pe baza de telur sau aliajele lui cu o grosime mai mica decat grosimea electrozilor metalici,
si crescut intre acestia, totodatd functia de lucru a electrozilor metalici este mai mare decat functia de lucru a
materialului calcogenic, sensibil la gaze.



